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ディファレンシ
ャル差動計測用
干渉計
新しいRLEレーザー干渉

計システムには、カラム

とステージのようなプロセ

ス構成部間の差動位置決

め制御を可能にするディ

ファレンシャル差動計測

用干渉計が含まれます。

UHV
新 シ リ ー ズ の 超 真 空 

磁気式 
エンコーダ
信頼性が高く、低価格

で高速の非接触式ロー

タリーエンコーダは、

最高12ビット（4096カ

ウント）の分解能を提

供します。

RG2/RG4
市場をリードするRGシ

リーズのリニアエンコ

ーダは、高速性、高分

解能、そして向上した

信頼性実現のため、さ

らに拡充されました。

  
オートフェ

ーズ光学式リファレン

スマークなどの先端機

能を装備した、新型イ

ンテリジェントエンコ

ーダシリーズ。

パラレルインタ
ーフェース
入力された差動のアナ

ロ グ 信 号 に 対 し て 、

4096倍の内挿分割を行

います。パラレルフォ

ーマットでの出力信号

の最高分解能は40 pm 

です。

（UHV）対応型光学式エ

ンコーダは、低いガス

放出率とクリーンな残

留ガス分析（RGA）を

実現します。
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レニショーのエンコーダ製品群は、革新

的なオプティカルフィルター機構と卓越

した精度と速度で広く知られており、多

くの工業用途で確固たる地位を築いてい

ます。

製品設計を刷新するたびに、お客様も設

計者も限界を臨むパフォーマンスや仕様

求められます。レニショーは常にエンコ

ーダ製品を向上させ、この発展をサポー

トします。最新モデルでは、市場をリー

ドするレニショーの非接触式光学式エン

コーダRG2(20 µm)およびRG4(40 µm)が改

良され、速度、分解能、機能および信頼

性が向上しました。

主な改良点:

• 前モデルより速度が平均20〜30%向上

• 読取速度がより遅いコントローラ入力

でも速度の向上を実現

• 低い周期誤差

• リードヘッド(RGH20、RGH22、RGH24 

およびRGH40)から、インターフェース

を介さず50 nmの分解能を実現

• クロック出力の幅広い選択肢により、

多様なコントローラに対応可能

• 高分解能バージョンに、従来のセット

アップLEDと低信号アラームに加え、

より安全性を高めるための過速度アラ

ームを追加装備

• 多岐にわたる電子装置の改良により、

より強固な信号と高い信頼性を保証

• RGEおよびRGB高分解能インターフェ

ースを小型化

• 高分解能オプションでの消費電流を飛

躍的に削減

これらの改良点を示すため、新型のリー

ドヘッドは外観が変更され、新しいラベ

ルを使用しています。

RG2(20 µm)エンコーダおよびRG4(40 µm) 

エンコーダにより、速度、分解能、機能、 

信頼性が向上しました。

MYDATAでは、大型ボードSMTマシンの設計には異な

るアプローチを使用しています
エレクトロニクス産業では、技術的な進

歩が非常に早いため、生産機械装置に対

する需要が常に増加しています。常に多

様化、複雑化するコンポーネントを処理

するためには、MYDATAマシンは極め

て正確にコンポーネントを配置する能力

を持つ必要があります。

レ ニ シ ョ ー エ ン コ ー ダ は 特 定 の

MYDATAマシンのY軸の変更を設計する

ための重要な鍵となり、この結果このマ

シンでは、ボールねじおよびロータリー

エンコーダドライブシステムの代わりに

リニアモータおよびリニアフィードバッ

クが採用されています。

MYDATA R&DマネジャーのOlle Tullstedt 

は、「リニアモーターとレニショーエン

コーダによるメリットが大きくなるの

は、大型ボードを取り扱う際に顕著で、

これはMYDATAに特有の機能です」と

説明します。マシンの加速度および最高

速度はボールねじ/ロータリーエンコー

ダドライブに相当しますが、強度がはる

かに大きいといえます。従って、移動後

の位置を安定させるためにかかる時間は

ずっと短く、操作の全体的なスピードが

より大きいということになります。
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           - パフォーマンスを最適化するインテリジェントエンコーダ

RELM高精度リニアスケールが

シリーズの中に、新しく加わりまし

た。1.4 µm/m/Kという低い熱膨張率を

持つインバーで、20 µmのRELMスケー

ルは、固定長で提供され、

リファレンスマークの位置を選択でき

ます。堅牢性を持ち尚且つ精度が高い

スケールによって、以前はよりデリケ

ートなファインピッチエンコーダシス

テムからのみ使用可能であった水準の

パフォーマンスが得られるようになり

ます。±1 µmの精度および20 nmの分

解能によって、RELMは非常に高い精密

度が要求されるモーション要件を満た

します。

新型 RELM高精度リニアスケール

新登場のレニショー エンコー

ダシリーズは、 のオートフェ

ーズ光学式リファレンスマークなどの先

端機能と組み合わせた、高速で高い信頼

性を誇る非接触式パフォーマンスを提供

します。

RESM光学式角度位置決め用エンコーダ

は、RESMリング、SRリードヘッド、Siイ

ンターフェースから構成されています。

RESMリングは周囲に20 µｍピッチ濃淡を

もつ一体型のステンレスです。

光学式リファレンスマークは、最高回転

数4,500 rev/min（Ø52 mm）以上、作動

温度85 ℃まで対応し、両方向へ繰返し機

能します。

RESM 角 度 位 置 決 め 用 エ ン コ ー ダ は 

±0.5 arc秒の精度、0.02 arc秒の分解能と

繰返し精度によって、特に高精度が要求

されるアプリケーションにも最適です。

リングはロープロファイルで、様々なサ

イズ（Ø52 mm〜Ø417 mm）とラインカ

ウントオプションをご用意しています。

いずれも、内径が大きい中空構造である

ため、装置への取付が柔軟にできます。

さらに、レニショーの特許技術であるテ

ーパー固定方式により、取り付け誤差を

最低限に抑制し、簡単に組み込むことが

できます。また、RESMは低質量、低イナ

ーシア設計となっているため、システム

精度に負担を掛けません。

すべての エンコーダと同様、

RESMエンコーダは、優れた信頼性と最

低限の周期誤差(±40 nm未満)を保証す

る、 インテリジェント信号

処理がメリットとなります。さらに、

ソフトウエアによって、PCの

USBポートを介した最適セットアップおよ

びリアルタイムシステム診断が可能にな

ります。



レニショーの新シリーズの真空対応型光

学式エンコーダシステムには、非接触

式、レニショー特許のオプティカルフィ

ルター、高精度、高速といった、既にご

評価いただいておりますRG2リニアエン

コーダシステムのすべての性能が組み込

まれています。

クリーンなUHV対応素材と接着剤を使用

して特別に構築されたレニショーの真空

製品シリーズは、低いガス放出率とク

リーンな残留ガス分析（RGA）を実現し

ます。リードヘッドは、レニショーの

RGS20-Sリニアスケールと併用して、ま

たはレニショーの20 µmRESR角度位置決

め用エンコーダと併用して、UHV環境に

おけるロータリーモーションの高精度位

置決めフィードバックが得られるように

開発されています。

本シリーズには、次のような主要機能が

あります。:

• クリーンなRGA

• ベーキング温度120 ℃

• アウトガスを低減

• 電流消費を抑えたリードヘッド

  （50 mA）

• 最高10 nmまでの分解能

• 低い周期誤差（<±0.1 µm）

• セルフチューニング適応型エレクトロ

ニクスが高精度と長期にわたる信頼性

を保証

ウェハー検査、ウェハー製造、科学計

器、分光器、真空検査装置、ロータリー

テーブルをはじめとするさまざまなアプ

リケーションに最適。

レニショースケールによってマイ

クロ加工研究が容易になります
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新シリーズの超真空（UHV）対応型 

リードヘッドシステム

UHVシリーズ

 リードヘッド インターフェース エッチング部分

• リニア（中分解能） RGH25U RGB25 RGS20-S

• リニア（高分解能） RGH25F RGF RGS20-S

• ロータリー RGH20F RGF RESR

最も要求の高いアプリケーションの一

つである、マイクロ加工を研究するた

めに、最近、特殊機械がIonoptika Ltd.

によってイギリスのSouthampton大学

に取り付けられました。レニショー

RG2スケールとRGH25 UHVリードヘッ

ドは、ナノメーターの移動が要求され

る厳しい位置決めも可能にします。

多軸でサブミクロン精度のサンプルス

テージの興味深い特性の1つに、ピエ

ゾセラミックの「スタンディングモー

ション」モーターの利用があります。 

「レニショーエンコーダをこれらのモー

ターに対応させると非常に効果がある

ことが立証されました」と、Ionoptika 

のテクニカルマネジャーである、Barber 

氏は公言しています。この結果、高い

分解能、バックラッシュ排除、細かい

位置設定の精度を備えた、継続的な滑

らかな動きが実現しました。



低価格で信頼性の高い高速ロータリーフ

ィードバックシステムに対して、益々高

まる需要にお応えするために、レニショ

ーでは、9ビット（512カウント）から

12ビット（4096カウント）までの分解能

を備えた、摩擦のないミニ磁気エンコー

ダシリーズを導入しました。

画期的な非接触式設計でシール材やベア

リングが必要ないために、長期にわたっ

て信頼性の高い動作と0.3°の計測精度を

維持しながら30,000 rpm以上の回転速度

が可能です。過酷な環境にはIP68準拠の

シーリングを備えた小型バージョンをご

用意しています。

これ以外にも本シリーズには次の特徴が

あります

• 広範な動作温度（-25 ℃〜125 ℃）

• 優れた衝撃抵抗と振動抵抗

• 低価格のアブソリュートフィードバック

• 簡単な取り付けとセットアップ

• 非接触式設計による優れた信頼性

組み込みが簡単な新シリーズのロータリ

ー磁気エンコーダには、コンポーネン

ト、モジュール、パッケージ式など様々

な形式のものをご用意しています。パ

ラレル/シリアルデータフォーマットで 

最大12ビット分解能（4096カウント）

を提供するアブソリュートエンコーダの

他、出力オプションにはインクリメンタ

ル（1024 ppr）、アナログ、リニア電圧

とリニア電流があります。リニア電圧、

電流出力オプションは、パネルスイッチ

など、従来から電位差計が使われてきた

アプリケーションに使用できます。

このようにフレキシブルな設計のため、

モビリティ装置、船舶用計器、CCTV、

医療用スキャナ、建設車両、バルブのポ

ジション制御、自動販売機、産業用電動

工具、モーターのフィードバックなど、

実に様々なアプリケーションにこれらの

新型エンコーダをご利用いただけます。
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新シリーズの小型非接触式 

ミニロータリーエンコーダ

磨耗のない非接触式設計 

(RM22) と従来型のベアリング/

シャフトバージョン (RE22)

磨耗のない非接触式設計 

(RM36) と従来型のベアリング/

シャフトバージョン (RE36)

磨耗のない非接触式設計の 

エンコーダチップAM512と 

評価モジュール

磨耗のない非接触式設計の 

エンコーダチップAM256
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今日の半導体およびエレクトロニクス市

場では、装置の小型化やスループット

と信頼性を向上させる傾向が継続し、

その上で装置の設置面積とコストを抑

えることも同時に求められています。 
位置決めエンコーダの製造業者にとって、

短時間の取り付け、安い初期購入価格と安

いメンテナンスコストと組み合わせた、よ

り高分解能で、より高速および高精度の製

品に対するOEM需要が継続しているとい

うことになります。

レニショーは、光学式リニアエンコーダお

よびロータリーエンコーダのシリーズに加

えて、モーションシステムのメーカーに、

これらの問題に取り組み、広範囲にわたる

アプリケーションと産業セクタに効果的に

適用することが可能な、レーザー干渉計技

術を使用したエンコーダソリューションの

補助シリーズを提供します。

レニショーのRLEシステムは独自の、高度

なホモダインレーザー干渉計システムで、

位置決めフィードバックアプリケーション

用に特別に設計されました。各RLEシステ

ムは、RLU10またはRLU20のレーザーユニ

ットと最高2つのRLD10ディテクターヘッ

ドで構成されており、その組合わせは個々

のアプリケーション用途に合わせて選択す

ることができます。

RLUレーザーユニットは、HeNeレーザーチ

ューブ、システムの主要な電子機器と光フ

ァイバ送出部を含む、RLEシステムの心臓

部です。この光ファイバシステムを採用す

ることによって、RLUは高精度モーション

ステージから離れた場所に取り付けること

が可能となることで、熱による誤差を引き

起こす可能性を持つ熱源を排除できるよう

になりました。

RLUからの位置決め出力信号は、ディフ

ァレンシャルのデジタルRS422フォーマ

ットまたは（および）1 Vppのアナログ

Sin/Cosフォーマットで直接利用すること

ができます。デジタル出力信号は、最高

10 nmの分解能で使用可能です。アナログ

出力の信号周期は、ダブルパス平面鏡用干

渉計またはディファレンシャル差動計測

用干渉計を使用すると158 nmとなり、シ

ングルパス反射鏡用干渉計を使用すると

316 nmで出力されます。オプションで、

RGEインターポレイターまたはRPI20パラ

レルインターフェースをシステムに組み込

み、ダブルパス平面鏡用干渉計またはディ

ファレンシャル差動計測用干渉計と合わせ

て使用した場合、順に0.39 nm、40 pmの

分解能を使用することが可能です。

非真空環境でレーザー干渉計システムを使

用した場合、屈折率の変化が起こることが

あります。環境状況の変化によって引き起

こされるこれらの変化は、レーザー光の波

長に影響を及ぼし、位置決めの精度にも影

響を与えます。このことは、すべてのレー

ザー干渉計システムに当てはまります。

環境の変化に依存しない既知の距離に対し

てシステムのリファレンスを行うことがで

きない場合、システムの精度を維持するた

めには、何らかの方法で補正を行う必要が

あります。

屈折率の変化に対応するために、レニシ

ョーではRCU10環境補正システムをご用意

しています。RCU10は、RLEシステムと環

境センサーからのデータを読み取り、「そ 

の瞬間」の位置決めフィードバック信号に

修正を加えた上で、モーションコントロー

ラに修正済データを提供します。補正プロ

セスによるデータ遅れは、2 µsです。

RCU10によって屈折率を補正された、シン

グルパスRLE10システムの典型的なパフォ

ーマンスを以下のグラフに示します。グラ

フ上での上限、下限の緑色のラインは、公

表されているRLEシステムの補正済精度仕

様値±1 ppmを示しています。テストされ

たシステムは約0.24 ppmのパフォーマンス

精度を達成しました。

システム精度は国際的に認識された95%の信頼性レベル(k=2)によって 

計算されています。

超精密モーションフィードバックのための、レーザー干

渉計技術を使用したエンコーダソリューション



互換性を有する全てのRLD10ディテクターヘッドから 

選択することができます。

7

レニショーは、RLEシステムと共に使用す

るための、互換性を有する様々なRLDデ

ィテクターヘッドを提供します。使用可

能なディテクターヘッドは、4種類のヘッ

ドをベースに、全部で6モデルあります。

その種類のほとんど* には、干渉縞検出機

構、光学干渉部品、内蔵式のビームステ

アラが組み込まれています。

シングルパス反射鏡用干渉計

• 軸の長さが最長4 mの位置決めアプリ

ケーションには外付けの反射鏡をター

ゲット光学部品として使用し、光線出

力方向は0°または90°から選択する

ことができます。

• 最高分解能20 nmのデジタル矩形波の

出力を可能にする、信号周期が316 nm 

の正弦波の生成を直接行います。

• オプションで、RPI20パラレルインター

フェースを使用することで、最高分解

能（LSB）を80 pmに拡張することがで

きます。

ダブルパス平面鏡用干渉計

• 軸の長さが最長1 mのX-Yアプリケーシ

ョンには外付けの平面鏡をターゲット

光学部品として必要とし、光線出力方

向は0°または90°から選択すること

ができます。

• 最高分解能10 nmのデジタル矩形波の

出力を可能にする、信号周期が158 nm 

の正弦波の生成を直接行います。

• オプションで、RPI20パラレルインター

フェースを使用することで、最高分解

能（LSB）を40 pmに拡張することがで

きます。

内部干渉計が無い場合

• このヘッド内に光学干渉計部品が無い

場合は、位置決め、角度、真直度計測

を行うことが可能な外部の光学部品

でRLEシステムを構成することができ

ます。

• 光線出力方向は0°しかありません。

ダブルパス差動計測用干渉計  

(カラムリファレンス)

• 軸長が最長1 mのX-Yアプリケーション

には、参照用、および計測用のレーザ

ーに平面鏡をターゲット光学部品とし

て必要とします。

• 参照アームの固定距離は最大0.5 mとす

る必要があります。信号周期が158 nm 

の正弦波の生成を行い、最高分解能 

10 nmのデジタル矩形波の出力を可能

にします。

• オプションで、RPI20パラレルインター

フェースを使用することで、最高分解

能（LSB）を40 pmに拡張することがで

きます。

計測および参照ビームパスには共通する

要素があるので、このディテクターヘッ

ドには以下のような多くのメリットがあ

ります。:

• ステージとカラム、またはワークと

プロセスツールの移動差を計測する

ことで実際の差動計測を行います。

• 干渉計の取り付け位置の熱伝導によ

る誤差の排除。

• 差動経路の幅（計測パスと参照パス

間）を短縮したことにより、レーザ

ー周波数の不安定さの影響を低減。

• 環境要因の影響を共有することに 

よって、位置決め精度の影響を最小

限に抑えながらディテクターヘッド

をプロセスチャンバーの外部に取り

付けることができます。

*RLD10 0°モデルは、内蔵光学部品がなくても使用で 

きます。

シングルパス反射鏡用干渉計

ダブルパス平面鏡用干渉計

ダブルパス差動計測用干渉計



RLEシステム付属品

ミラー

外付けの反射鏡をターゲット光学部品と

して使用するRLEシステムは、反射鏡を付

属してして提供いたします。平面鏡をタ

ーゲット光学部品として必要とするアプ

リケーションには、レニショーは、必要

に応じてミラーと調節可能なミラーマウ

ントを提供します。これによって、最大

±2.5°のヨー調節と±1°のピッチ調整が

可能になります。

RPI20パラレルインターフェース

レニショーのRPI20パラレルインターフェ

ースは、差動ののアナログ信号1 VppSin/

Cosを入力し、4096倍の内挿分割を行い、

位置決めデータを最大36ビットのパラ

レルフォーマットで出力します。平面鏡

用または差動計測用干渉計と使用した場

合、最高1 m/sec速度で40 pmの分解能を

達成することができます。

システム構成は、ドーターボードのみ

で使用する場合と、1枚、あるいは2枚

のドーターボードを「業界標準」である

VMEのインターフェース用に特別に設計

されたボードに取り付けて使用する場合

とをご用意しております。

多軸バスベースのシステムでは、各ドー

ターボードに最高7軸までの固有のアドレ

スを割り当てることが可能なスイッチが

搭載されています。

RGEインターポレータ

RGEシリーズのインターポレータは、エン

コーダシステムによって生成されたアナ

ログ1 VppのSin/Cosデータから高分解能

のデジタル矩形波信号を出力します。こ

のデジタル出力矩形波の分解能は、入力

アナログ信号1周期 (360°)の距離と内挿

分割数によって決定します。

RLEシステムと互換性のある、RGEイン

ターポレータは、内挿分割数が25、50、

100、かつ出力更新速度が10 MHzおよび

20 MHzのものが利用可能です。

RGEインターポレータをRLEレーザー干渉

計システムと一緒に使用すると、以下の

分解能を得ることができます。
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Reaction

使用可能なRGE分解能

干渉計タイプ

正弦波入力分解能

使用可能な出力分解能

RGEインターポレータ

ダブルパス

(平面鏡)

158 nm

0.39 nm, 0.79 nm, 

1.58 nm

シングルパス

(反射鏡)

316 nm

0.79 nm, 1.58 nm, 

3.16 nm

ミラーとミラーマウンター

RPI20パラレルインターフェース


